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20c는 많은 기술적 변화가 있었다. 우리는 기계공학적인 기술로 만들어진 생산제품이 전자공학 

기술로 초점이 맞춰지기까지의 기술혁명을 목격했다. 디지털 콤팩트디스크 플레이어는 레코드 

플레이어를 대체하고 자동추진 엔진은 전자점화 시스템에 의해 조절되는 식의 기술혁명의 중심

에 반도체 산업이 있다. 계속적으로 보다 우수한 성능이 요구되는 반도체 산업의 기술은 계속하

여 성장할 것이다. 하지만 이에 발맞추어 안전기술도 함께 발전해야 한다. 실제로 최근에 반도체 

공장에서 유독 화학물질이 누출되어 부근에 세워져 있던 자동차 2백여 대의 유리창이 못쓰게 

되는 등 피해가 발생한 사실이 있었다. 반도체 제조공정은 대부분 화학적인 처리공정으로, 누출

시 근로자는 물론이고 인근 주민에게도 큰 피해를 안겨줄 수 있으므로 안전기술을 등한시해서

는 안되는 업종이다.  따라서 본 연구에서는 반도체 공정에 적용시킬 수 있는 위험확인 방법을 

제시하고 실제로 적용시킨 후 확인된 위험을 감소시킬 수 있는 방안을 제시하고자 한다.  




